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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　射出成形したプリフォームを、金型から取出し装置に取出す際におけるプリフォームの
金型からの取出しミスを検出するための射出成形装置における射出成形品の取出しミス検
出装置であって、取出し装置の一端にプリフォームを受け取った取出し装置が次工程へ移
動する方向と直交する方向に、レーザビームを投受光するセンサとこのレーザビームを反
射する反射ミラーからなるレーザ測定器を設け、前記取出し装置が次工程へ移動する際に
、レーザビームにより金型表面の所定位置を走査してプリフォームの取出しミスを検出す
るようにしたことを特徴とする射出成形品の取出しミス検出装置。
【請求項２】
　取出し装置の移動方向が垂直方向あるいは水平方向であり、取出し装置の下端部あるい
は側縁部に一対のセンサと反射ミラーが水平方向あるいは垂直方向に取り付けてある請求
項１に記載の射出成形品の取出しミス検出装置。
【請求項３】
　センサの前方部にレーザビームを直角に曲げて投受光するための反射ミラーが設けられ
ている請求項１に記載の射出成形品の取出しミス検出装置。
【請求項４】
　レーザビームは、金型のコア先端部より数ミリ先を走査するようにセットされており、
残存するプリフォーム先端部に形成されたゲート跡によりレーザビームが遮蔽された場合
にプリフォームの取出しミスとしてセンサより不良信号を出力するように構成されている
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請求項１に記載の射出成形品の取出しミス検出装置。
【請求項５】
　レーザビームは、金型のコア中央部を走査してコア径を測定するようにセットされてお
り、残存するプリフォームにより肉厚となって、予め登録してあるコア径よりも大きい径
であった場合にプリフォームの取出しミスとしてセンサより不良信号を出力するように構
成されている請求項１に記載の射出成形品の取出しミス検出装置。
【請求項６】
　センサからの信号と検出領域以外で突起物等によりレーザビームが遮光された場合の誤
作動を防止するためのタイミング信号をＡＮＤ回路に接続し、取出しミスが発生した場合
のみＡＮＤ回路から信号を出力し、この信号により射出成形装置を停止させるとともにプ
リフォームの取出しミスを表示するように構成されている請求項４または５に記載の射出
成形品の取出しミス検出装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、射出成形したプリフォームのような成形品が、射出金型から全数取出し装置
に移送されたか否かを確実に検出することができる射出成形品の取出しミス検出装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、例えばＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）容器のような２軸延伸ブロー
成形される合成樹脂からなる薄肉の包装容器は、プリフォームと称される予備的な射出成
形品を、ブロー成形金型内で容器の軸方向への延伸と軸方向と直角方向への膨張により成
形されている。
　この場合、前記プリフォームは盤状の射出成形金型によって一度に数十個ずつ成形され
た後、金型から盤状のバキューム吸着式取出し装置に移送され、この取出し装置を移動す
ることで射出成形したプリフォームを次の温調ステーションやブロー成形金型へ搬送して
いる。
【０００３】
　しかしながら、プリフォームの全数が取出し装置に確実に移送されれば問題ないが、稀
にショートショットと称される樹脂射出量の不足などにより、プリフォームが取出し装置
に移送されることなく射出成形金型内に残ってしまう場合があった。この結果、金型内に
残ったプリフォームが固化し、次の成形サイクルの型締め時において金型とぶつかって金
型を破損させてしまうという問題点や、正常な成形を妨げるという問題点があった。更に
、前記金型の破損は成形機の停止と長時間の修復作業を強いられるため、生産効率を著し
く低下させることになった。
【０００４】
　そこで、射出成形品の取出しミスを検出する装置として、特許文献１に示されるように
、射出成形金型より離型され取出し装置に保持されているプリフォームの数を検出し、そ
の数が射出成形金型によって成形された個数と比較して、同一である場合にのみ射出成形
金型の型締めをして次の成形サイクルに備えるようにしたものが提案されている。しかし
、プリフォームの全数をカウントするにはセンサが複数個必要であり、高価となるうえに
センサの設定時間も長時間かかるという問題点があった。
【０００５】
　その他、射出成形品の取出しミスがあると金型や取出し装置が正規の位置に復帰できな
いことから、復帰時におけるそれらの位置をセンサで検出し、正規の位置に戻っているか
否かで射出成形品の取出しミスの有無を検出する装置も考えられている。しかし、この場
合もセンサが複数個必要で高価となるうえに設定時間も長くなるという問題点があり、更
にはセンサが金型に設置されていて常時金型領域内に留まっているため、光学センサを使
用した場合グリス等の飛散により汚れて誤作動する場合があるという問題点もあった。
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【特許文献１】特許第３２４３３２３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記のような問題点を解決して、１個のセンサのみで射出成形品の取出しミス
があるか否かを正確に検出することができ、また設定時間も短く、更にはグリス等の飛散
による誤作動も防止することができる射出成形品の取出しミス検出装置を提供することを
目的として完成されたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するためになされた本発明の射出成形品の取出しミス検出装置は、射出
成形したプリフォームを、金型から取出し装置に取出す際におけるプリフォームの金型か
らの取出しミスを検出するための射出成形装置における射出成形品の取出しミス検出装置
であって、取出し装置の一端にプリフォームを受け取った取出し装置が次工程へ移動する
方向と直交する方向に、レーザビームを投受光するセンサとこのレーザビームを反射する
反射ミラーからなるレーザ測定器を設け、前記取出し装置が次工程へ移動する際に、レー
ザビームにより金型表面の所定位置を走査してプリフォームの取出しミスを検出するよう
にしたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明は、取出し装置の一端にプリフォームを受け取った取出し装置が次工程へ移動す
る方向と直交する方向に、レーザビームを投受光するセンサとこのレーザビームを反射す
る反射ミラーからなるレーザ測定器を設ける構造であり、１個のセンサのみで射出成形品
の取出しミスがあるか否かを正確に検出することが可能となる。また、レーザ測定器が従
来のように金型側についていないので、グリス等の飛散による汚れもなくなり誤作動もな
くすことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に、図面を参照しつつ本発明の好ましい実施の形態を示す。
　図面は、本発明を射出成形品であるＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）樹脂製プリ
フォームの取出しミスを検出する装置に適用した場合を示すものであり、図１は本発明装
置の正面図である。図１において、１は射出成形用の金型、１ａは、コア、２は成形した
プリフォームを取出すための取出し装置、３は金型１を開くためのオープニングカムであ
る。なお、成形直後においては、プリフォーム１０はコア１ａに装着した状態となってい
る（図４を参照）。
　そして、前記プリフォーム１０は盤状の射出成形金型１によって一度に数十個ずつ成形
した後、金型１から盤状のバキューム吸着式取出し装置２に移送し、この取出し装置２を
移動させることで射出成形したプリフォーム１０を温調ステーションやブロー成形ステー
ション等の次の工程へ搬送する点は従来のものと基本的に同じである。
【００１０】
　本発明では、前記取出し装置の一端にプリフォームを受け取った取出し装置が次工程へ
移動する方向と直交する方向に、レーザビーム５を投受光するセンサ４ａとこのレーザビ
ーム５を反射する反射ミラー４ｂからなるレーザ測定器４を設け、前記取出し装置２が次
工程へ移動する際に、センサ４ａが発するレーザビーム５により金型表面の所定位置を走
査してプリフォーム１０の取出しミスを検出するように構成されている。
　なお、前記センサ４ａはレーザビーム５を投受光するものに限定されるものでなく赤外
線やその他各種のビームを投受光するものであってもよいことは勿論であり、またレーザ
測定器４もそれに対応して各種の光学式測定器であってもよいことは勿論である。
【００１１】
　即ち、本発明においては、射出成形品の取出しミスを検出するために従来、成形品の縦
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列あるいは横列と同数の複数個設置していたレーザ測定器を、取出し装置２が次工程へ移
動する方向と直交する方向に、レーザビーム５が横切るようにレーザ測定器４を設けるこ
とで、取出し装置２の移動と金型表面との相対的な位置関係により、１個のレーザ測定器
のみで射出成形品の全数をチェックできるように工夫されているのである。
また、レーザ測定器４を取出し装置２側に設けることで金型開閉に起因するグリス等の飛
散の影響もなく、従来のようなグリス等付着による誤作動も生じない。
【００１２】
　なお、図３は取出し装置２の移動方向を示すための装置を側面からみた場合の説明図で
ある。実施例のものでは、図３に示すように、取出し装置２の移動方向が垂直方向であり
、取出し装置２の下端部に一対のセンサ４ａと反射ミラー４ｂが水平方向に取り付けられ
ている場合を示すが、これに限定されるものではなく、例えば取出し装置２の移動方向が
水平方向である場合は、取出し装置２の側端部に一対のセンサ４ａと反射ミラー４ｂを垂
直方向に取り付ければよい。
【００１３】
　また、金型１の両側にオープニングカム３が取り付けられていてコア３との隙間が狭く
なっているため、直接にレーザビーム５が金型表面に沿って投光されるようにレーザ測定
器４を設けることができないのが普通である。そこで、実施例においては、レーザ測定器
４を金型表面に対し垂直にセットするとともに、センサ４ａの前方部にレーザビーム５を
直角に曲げて投受光するための反射ミラー６を設けることで、狭い場所でのレーザ測定器
４の設置を可能にしている。
【００１４】
　本発明では、前記したレーザビーム５により金型表面の所定位置を走査してプリフォー
ム１０の取出しミスを検出するが、より具体的には次のように構成されている。
　図１は第１の方式を示しており、前記レーザビーム５は、金型１のコア１ａ先端部より
数ミリ先を走査するようにセットされており、残存するプリフォーム１０の先端部に形成
されたゲート部１１によりレーザビーム５が遮蔽された場合にプリフォーム１０の取出し
ミスとしてセンサ４ａより不良信号を出力するように構成されている（図４の右側のレー
ザビーム５を参照）。
　即ち、成形したプリフォーム１０が正常に全数取出されていれば、金型１のコア１ａ先
端部を走査した場合、レーザビーム５を遮るものは何もないはずであるが、プリフォーム
１０が残存しているとゲート跡１１がレーザビーム５を遮蔽することに着目し、ゲート跡
１１によりレーザビーム５が遮蔽された場合にプリフォーム１０の取出しミスがあるとし
て検出するのである。
【００１５】
　また、図２は第２の方式を示しており、前記レーザビーム５は、金型１のコア１ａ中央
部を走査してコア径を測定するようにセットされており、残存するプリフォーム１０によ
り肉厚となって、予め登録してあるコア径よりも大きい径であった場合にプリフォーム１
０の取出しミスとしてセンサ４ａより不良信号を出力するように構成されている（図４の
左側のレーザビーム５を参照）。
　即ち、成形したプリフォーム１０が正常に全数取出されていれば、コア径は（Ｄ）であ
るから、この値を予め登録しておく。一方、プリフォーム１０が残存しているとプリフォ
ーム１０の肉厚（ｄ）だけ大きな径（Ｄ＋２ｄ）として測定されることとなるから、予め
登録してあるコア径（Ｄ）よりも大きい径であった場合にプリフォーム１０の取出しミス
があるとして検出するのである。
【００１６】
　このようにして、センサ４ａより不良信号が出力されると、このセンサ４ａからの信号
と検出領域以外で突起物等によりレーザビームが遮光された場合の誤作動を防止するため
のタイミング信号とがＡＮＤ回路に接続されて、取出しミスが発生した場合のみＡＮＤ回
路から信号が出力され、この信号により射出成形装置を停止させるとともにプリフォーム
の取出しミスをオペレータに表示するように構成されている。図５に、この信号の流れの
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【００１７】
　また、第２の方式も不良信号の処理は上記第１の方式と基本的に同じであり、この場合
の信号の流れを図６のフローチャートで示す。
　更に、図６に示すように、設定値の自動設定を行なうには取出し装置２にプリフォーム
１０が移行する前後にセンサにより走査を行ない、センサ信号、取出し装置の位置信号、
取出し装置移動パルス信号がＡＮＤ回路を経由して演算・処理部に送られることにより、
コア径（Ｄ）、プリフォーム径（Ｄ＋２ｄ）を測定し、予め設定されたプログラムにより
設定値が設定される。なお、任意に設定値を設定する場合は、手動設定器により行なうこ
とができる。
　また、第１および第２の方式のいずれの場合においても、不良信号発生の位置を認識す
る一般的なプログラムを追加して組み込めばどの位置で射出成形品の取出しミスが発生し
たかを表示することも可能である。
【００１８】
　以上の説明からも明らかなように、本発明は取出し装置の一端にプリフォームを受け取
った取出し装置が次工程へ移動する方向と直交する方向に、レーザビームを投受光するセ
ンサとこのレーザビームを反射する反射ミラーからなるレーザ測定器を設け、前記取出し
装置が次工程へ移動する際に、レーザビームにより金型表面の所定位置を走査してプリフ
ォームの取出しミスを検出するようにしたので、１個のセンサのみで射出成形品の取出し
ミスがあるか否かを正確に検出することができ、また設定時間も短く、更にはグリス等の
飛散による誤作動も防止することができることとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施の形態を示す正面図である。
【図２】本発明の実施の形態を示す正面図である。
【図３】取出し装置の移動方向を示す説明図である。
【図４】レーザビームの走査位置を示す説明図である。
【図５】第１の方式における信号の流れを示すフローチャートである。
【図６】第２の方式における信号の流れを示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００２０】
　１　射出成形金型
１ａ　コア
　２　取出し装置
　３　オープニングカム
　４　レーザ測定器
４ａ　センサ
４ｂ　反射ミラー
　５　レーザビーム
　６反射ミラー
１０　プリフォーム
１１　ゲート跡
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